
C1 近接場蛍光分光を用いたナノスケール測温技術の開発 
  

Development of Nanoscale Temperature Measurement Technique 
using Near-field Fluorescence Spectroscopy 

 
 

研究の目的  ナノ新材料(new nanomaterials)の分野では，カーボンナノチュ

ーブを用いた極微小細線など，その特異な性質を用いた様々

なデバイスの開発が進んでいる．しかしマイクロ・ナノデバ

イスの熱設計に際して必要となる極微小領域における温度

測定(temperature measurement)は困難とされている．そこで本

研究は，ナノスケール空間分解能を有する近接場蛍光

(fluorescence in near-field region)を用いることにより，非接触

かつ迅速なナノスケール測温技術を開発し、熱物性値計測に

応用することを目的としている．  
 

Objectives 

方法と範囲  光の波長より十分に小さな開口を持った近接場ファイバプ

ローブにレーザー光を入射すると，開口近傍に光の回折限界

を超えたナノスケールの大きさの非伝播光，近接場光

(near-field light)が生成される．蛍光修飾した試料(fluorescently 
modified sample)を近接場光によって励起し，その蛍光寿命

(fluorescence lifetime)の温度依存性を用いて測温を行う．将来

的には，電子デバイスや生体試料などの様々な試料に対し

て，数十～数 nm の極微小領域における温度計測が可能とな

る． 
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